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64 Verfahren zur Herstellung eines Aufzeichnungstréigers mit einer Aufzeichnung hoher
Informationsdichte.

@ Nach diesem Verfahren konnen Aufzeichnungstrd-

ger mit Aufzeichnungen hoher Informationsdichte,
wie ein- oder mehrfarbige Mikrobilder, hergestellt wer-
den. Auf einen Aufzeichnungstriger (1), z.B. aus Glas,
wird eine erste spiegelnde Schicht (2), z.B. aus Silber,
aufgebracht und mittels Photomaskierung strukturiert.
Dabei werden die nach der Entwicklung nicht mehr mit
der Photolackschicht bedeckten Spiegelschichtteile
durch chemisches Atzen mit Grenzflichenaustausch des
Atzmediums vorzugsweise in einer Zentrifuge oder durch
Tonenstrahldtzen mit Ablenkung der in der Plasmaentla-
dung vorhandenen Elekironen entfernt. Dann wird eine
Interferenzschicht (3) fiir den sichtbaren Wellenldngen-
bereich aufgebracht, und auf dieser wird wiederum we-
nigstens eine spiegelnde Schicht (4, 5) aufgebracht, die
wie oben durch Photomaskierung strukturiert wird. Auf
dem Aufzeichnungstriiger ergeben sich so nebenejnander-
liegende Interferenzfilter-Bereiche, wobei die jeweilige
Gesamtdicke der iibereinander liegenden Spiegelschich-
ten die Farbsittigung hell (7), dunkel (6) bedingt. Auf
dem Aufzeichnungstriger kdnnen beliebige Farbtone mit
beliebigen Farbsittigungen erzeugt werden. Der verhilt-
nismissig einfache Atzvorgang gestattet dabei eine scho-
nende Behandlung ohne Unteritzung der Spiegelschich-
ten.
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PATENTANSPRUCHE Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines

1. Verfahren zur Herstellung eines Aufzeichnungstrigers Aufzeichnungstrigers gemiss dem Oberbegriff des Anspru-
mit einer Aufzeichnung hoher Informationsdichte, insbeson- ches 1.
dere mit einem mehrfarbigen Mikrobild, gekennzeichnet Zur Strukturierung von die Struktur der Aufzeichnung bil-
durch folgende Verfahrensschritte: 5 denden spiegelnden Schichten wird geméss der DE-OS

a) Auf einen Schichttriger (1) werden eine spiegelnde 26 58 623 bevorzugt das Hochfrequenz-Sputterdtzen ange-
Schicht (2) aus einem anorganischen Material und darauf wandt. Der Schichttriger wird hierbei in einer Vakuumappa-
eine Photolackschicht aufgebracht; ratur mittels Kathoden aus einem zur Erzeugung von spie-

b) die Photolackschicht wird unter Verwendung einer gelnden Schichten geeigneten Material, beispielsweise Silber,
Belichtungsmaske strukturmassig belichtet und anschliessend * im Hochvakuum beschichtet. Anschliessend wird die spie-
entwickelt; gelnde Schicht mit einer Photolackschicht beschichtet und

¢) die spiegelnde Schicht (2) wird in den nicht mehr mit unter Verwendung einer Belichtungsmaske strukturméssig
der Photolackschicht bedeckten Strukturteilen durch chemi- belichtet; die nicht belichteten Strukturteile der Photolack-
sches Atzen entfernt; schicht werden entfernt. Die nicht mit der Photolackschicht

d) die restliche Photolackschicht wird entfernt; 15 bedeckten Strukturteile der spiegelnden Schicht werden nun

e) auf die strukturtragende Seite des Schichttrigers (1) unter umgekehrter Polung durch Ionenbeschuss wieder abge-
wird eine gleichmissig dicke Interferenzschicht (3) aus im tragen.
sichtbaren Wellenlingenbereich absorptionsfreiem anorgani- Dieses Verfahren weist aber den Nachteil auf, dass neben
schem Material aufgebracht; den fiir die Abtragung verantwortlichen Ionen auch schnelle

f) auf die Interferenzschicht (3) wird wenigstens eine wei- 20 Elektronen auftreten. Diese energiereichen Elektronen bewir-
tere spiegelnde Schicht (4, 5) aus einem anorganischen Mate-  ken beim Abtragungsprozess eine chemische Verdnderung

rial aufgebracht; der verbliebenen Photolackschicht in Form einer Aushértung

g) auf die spiegelnde Schicht (4) wird eine Photolack- des Photolacks durch Vernetzung. Die verhirtete Photolack-
schicht aufgebracht: schicht wird dadurch weitgehend unléslich, so dass sich nach

h) die Photolackschicht wird unter Verwendung einer 25 dem Abtragungsvorgang die verbliebene verhértete Photo-
Belichtungsmaske strukturmissig belichtet und anschliessend  lackschicht nicht mehr in Form einer echten Losung entfer-
entwickelt; nen lasst. Man erreicht durch Lésungsmittel-Immersion ledig-

i) die spiegelnde Schicht (4) wird in den nicht mehr mit lich eine Aufquellung der Photolackschicht und muss durch
der Photolackschicht bedeckten Strukturteilen durch chemi- mechanisch wirkende Massnahmen (z.B. Ultraschall oder
sches Atzen entfernt; 30 Wischen) den Ablésevorgang einleiten. Durch derartige

k) die restliche Photolackschicht wird entfernt. mechanische Massnahmen bei der Entfernung der Photolack-

2. Verfahren zur Herstellung eines Aufzeichnungstrégers schicht lisst sich eine Beschddigung der darunterliegenden
mit einer Aufzeichnung hoher Informationsdichte, insbeson- verbleibenden spiegelnden Schicht nicht immer vermeiden,
dere mit einem mehrfarbigen Mikrobild, gekennzeichnet die ohnehin beispielsweise als Silberschicht nur eine Dicke
durch folgende Verfahrensschritte: 35 von wenigen Atomlagen aufweist. Da beim Herstellungspro-

a) Auf einen Schichttriger (1) werden eine spiegelnde zess ein solches Entfernen der verbliebenen Photolackschicht
Schicht (2) aus einem anorganischen Material und darauf mehrmals erforderlich ist, kann die Ausschussrate betracht-
eine Photolackschicht aufgebracht; lich ansteigen.

b) die Photolackschicht wird unter Verwendung einer Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
Belichtungsmaske strukturméssig belichtet und anschliessend *° fahren zur Herstellung eines Aufzeichnungstrigers mit einer
entwickelt; Aufzeichnung hoher Informationsdichte anzugeben, die die

¢) die spiegelnde Schicht (2) wird in den nicht mehr mit oben genannten Nachteile vermeiden.
der Photolackschicht bedeckten Strukturteilen durch Ionen- Diese Aufgabe wird erfindungsgemdss durch die kenn-
strahldtzen entfernt; zeichnenden Merkmale der Anspriiche | und 2 gelost.

d) die restliche Photolackschicht wird entfernt; 4 Bei einer Verfahrensweise durch chemisches Atzen wird

e) auf die strukturtragende Seite des Schichttragers (1) kontinuierlich ein schneller und griindlicher Grenzflachen-
wird eine gleichmissig dicke Interferenzschicht (3) aus im austausch des Atzmittels vorgeschlagen, so dass die bei che-
sichtbaren Wellenldngenbereich absorptionsfreiem anorgani-  mischen Atzungen charakteristische Unteritzung wesentlich
schem Material aufgebracht; reduziert wird, die die Ausbildung feinster Strukturen unmdg-

f) auf die Interferenzschicht (3) wird wenigstens eine wei- % lich machen wiirde.
tere spiegelnde Schicht (4, 5) aus einem anorganischen Mate- Eine derartige Unteriitzung tritt durch ein Abheben der
rial aufgebracht: Kanten der Photolackschicht von der darunterliegenden, zu

g) auf die spiegelnde Schicht (4) wird eine Photolack- schiitzenden Schicht dann ein, wenn der Atzvorgang infolge
schicht aufgebracht; einer verminderten Aktivitdt der nicht ausgetauschten Grenz-

h) die Photolackschicht wird unter Verwendung einer 55 flichen des Atzmediums eine zu lange Zeit in Anspruch
Belichtungsmaske strukturmissig belichtet und anschliessend ~ nimmt.
entwickelt; Ein derartiger schneller und griindlicher Grenzflachen-

i) die spiegelnde Schicht (4) wird in den nicht mehr mit austausch des Atzmittels wird beispielsweise dadurch
der Photolackschicht bedeckten Strukturteilen durch Ionen- erreicht, dass die chemische }itzung auf einer Zentrifuge
strahldtzen entfernt; 80 durchgefiihrt und das Atzmittel als Sprithstrahl kontinuierlich

k) die restliche Photolackschicht wird entfernt. zugefiihrt wird. Versuche haben ergeben, dass die Qualitat

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, der Strukturwiedergabe von derart chemisch geétzten Schich-
dass beim chemischen Atzen kontinuierlich ein schnellerund  ten im Vergleich zu Schichten, die durch Hochfrequenz-Sput-
griindlicher Grenzflichenaustausch des Atzmediums erfolgt. teritzen hergestellt wurden, als identisch anzusehen ist, da die

6

n

beim bevorzugten Atzverfahren auftretende Unterdtzung an

den Strukturkanten kleiner als 0,1 um gehalten werden kann.
Als weiteres Verfahren zur Abtragung der nicht mit einer

Photolackschicht bedeckten Strukturteile einer spiegelnden



Schicht wird eine Ionenstrahlidtzung vorgeschlagen. Bei die-
sem Atzverfahren werden die in der Plasmaentladung vorhan-
denen Elektronen durch Anlegen geeigneter elektrischer oder
magnetischer Felder daran gehindert, die Oberflache der ver-
bliebenen Photolackschicht zu erreichen, so dass nach dem 5
Abtragungsvorgang eine einwandfreie Entfernung dieser Pho-
tolackschicht von der spiegelnden Schicht mittels Losungs-
mittel gewéhrleistet ist.

Am Beispiel eines Aufzeichnungstrigers mit einer fiinffar-
bigen Aufzeichnung sei aufgezeigt, bei welchen Prozessschrit-
ten das chemische Atzverfahren bzw. das Jonenstrahlétzver-
fahren mit Erfolg angewandt werden kann.

0

Farbe zu entfernende Schicht Entfernungsverfahren

15
schwarz Cr Strip-Verfahren
rot 1 Fe: 0: Chemisches Atzen oder

Ionenstrahldtzen

griin Ag dito
griin und rot II Ag dito 2
blau Ag dito

Beim Herstellungsprozess mittels des vorgeschlagenen
chemischen Atzverfahrens konnen die folgenden Prozess- 2
schritte nacheinander im Nassverfahren auf einer Zentrifuge
ausgefithrt werden:

1. Entwickeln der belichteten Strukturteile der Photolack-
schicht,

2. Entfernen der nicht mehr mit der Photolackschicht
bedeckten Strukturteile der spiegelnden Schicht durch chemi-
sche Atzung,

3. Entfernen der verbliebenen Photolackschicht durch ein
Losungsmittel und

4, Reinigen fiir den folgenden Prozessschritt. 3

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen im fol-
genden:

1. Bei der Abtragung der von der Photolackschicht freien
Sirukturteile der spiegelnden Schicht wird die verbliebene
Photolackschicht durch die vorgeschlagenen Verfahren der
chemischen Atzung oder der Ionenstrahlitzung chemisch
nicht verdndert. Die nachfolgende Entfernung der verbliebe-
nen Photolackschicht kann daher durch echte Auflésung in
einem Losungsmittel ohne mechanische Einwirkung erfolgen,
so dass eine wesentliche Ausschussverminderung erzielt wird. 45

2. Das vorgeschlagene chemische Atzverfahren erméglicht
ein rdumliches und zeitliches Zusammenfassen von Prozess-
schritten, so dass neben einer erheblichen Zeitersparnis das
Transport- und Verschmutzungsrisiko vermieden werden
kann. Weiterhin ist der technische Aufwand relativ gering.

3. Bei der Ionenstrahldtzung tritt keine Unterdtzung auf
bei der chemischen Atzung mit Grenzflichenaustausch des
Atzmediums ist die Unterétzung kleiner als 0,1 um, so dass
bei beiden Atzverfahren sehr scharfe Strukturkanten erzielt
werden.
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In der Zeichnung ist ein durch das erfindungsgemasse
Verfahren hergestelltes Ausfithrungsbeispiel eines derartigen
Aufzeichnungstrigers dargestellt. Auf einen transparenten
Schichttriager 1 aus Glas werden eine spiegelnde Schicht 2 aus
Silber und darauf eine nicht dargestelite Photolackschicht
aufgebracht, die unter Verwendung einer Belichtungsmaske
strukturméssig belichtet und anschliessend entwickelt wird.
Die spiegelnde Schicht 2 wird sodann in den nicht mehr mit
der Photolackschicht bedeckten Strukturteilen durch chemi-
sches Atzen oder durch Ionenstrahlitzen abgetragen. Nach
Entfernen der restlichen Photolackschicht werden auf die
strukturtragende Seite des Schichttrigers | eine gleichméssig
dicke Interferenzschicht 3 aus im sichtbaren Wellenldngenbe-
reich absorptionsfreiem anorganischem Material und darauf
eine spiegelnde Schicht 4 aus Silber aufgebracht, die mit einer
nicht dargestellten Photolackschicht beschichtet wird. Die
Photolackschicht wird unter Verwendung einer Belichtungs-
maske strukturméssig belichtet und anschliessend entwickelt.
Die spiegelnde Schicht 4 wird in den nicht mehr mit der Pho-
tolackschicht bedeckten Strukturteilen durch chemisches
Atzen oder durch Ionenstrahlétzen abgetragen. Nach Entfer-
nen der restlichen Photolackschicht wird eine weitere spie-
gelnde Schicht 5 aus Silber aufgebracht, die durch Aufbrin-
gen einer nicht dargestellten Photolackschicht, strukturmassi-
ges Belichten und Entwickeln der Photolackschicht und
Abtragen der nicht mehr mit der Photolackschicht bedeckten
Strukturteile der spiegelnden Schicht 5 durch chemisches
Atzen oder Ionenstrahlitzen sowie Entfernen der restlichen
Photolackschicht strukturiert wird. Beim chemischen Atzen
erfolgt dabei kontinuierlich ein schneller und griindlicher
Grenzflichenaustausch des Atzmediums.

Der derart hergestellte Aufzeichnungstrager weist eine
Struktur beispielsweise mit dem Farbton «blau» auf, der
durch die Dicke der Interferenzschicht 3 bestimmt wird. Die
Farbsittigung dieses Farbtons «blau» wird im Bereich des
Pfeils 7 durch die Dicken der beiden spiegelnden Schichten 2,
4 bestimmt, so dass das in diesem Bereich austretende Licht
«hellblau» erscheint. Im Bereich des Pfeils 6 wird die Farb-
sdttigung durch die Dicken der beiden spiegelnden Schichten
2,4 und 5 (die nacheinander aufgebrachten spiegelnden
Schichten 4, 5 stellen eine einzige spiegelnde Schicht dar) ver-
stirkt, so dass in diesem Bereich das austretende Licht «dun-
kelblau» erscheint. Im Bereich des Pfeils 8 erscheint das aus-
tretende Licht wegen der fehlenden Farbsittigung weiss
(unbunt), da in diesem Bereich keine spiegelnden Schichten
vorhanden sind.

Die Schichtenfolgen 2, 3, 4 bzw. 2, 3, 4 und 5 bilden
jeweils ein Interferenzfilter fiir den Farbton «blau» mit unter-
schiedlicher Farbsittigung. Durch ein Anordnen derartiger
Interferenzfilter nebeneinander auf einem Schichttriger kon-
nen beliebige Farbtone mit beliebiger Farbsittigung neben-
einander erzeugt werden. Durch ein Anordnen derartiger
Interferenzfilter ibereinander auf einem Schichttréger kén-
nen Farbténe durch multiplikative Farbtonmischung herge-
stellt werden.
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